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요약

하나 이상의 유기 발광(OLED) 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상에 유기 재료를 이송하여 유기 재료의

층을 형성하는 방법은, 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 및 제 2 공동을 분할하도록 이송 스테이션에 의해 규정되는 

대기압상태의 챔버 내에 이격된 관계로 가요성 도너 요소 및 기판을 제공하는 단계와, 제 1 및 제 2 공동 내의 압력차

를 변화시켜 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이송하는 단계와, 제 2 공동의 상부면을 한정하는 투명 윈도우

를 제공하는 단계와, 투명 윈도우를 통해 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 가요성 도너

요소가 열을 흡수하고 그리고 유기 재료를 기판상에 이송하도록 하는 단계를 포함한다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명에 사용될 수 있는 도너의 단면도,

도 2는 펌프 다운 형상에서의 본 발명에 따라 설계된 장치의 일 실시예의 단면도,

도 3은 이송 형상에서의 상기 장치의 단면도,

도 4는 펌프 다운 형상에서의 본 발명에 따라 설계된 장치의 다른 실시예의 단면도,

도 5는 이송 형태에서의 상기 장치의 단면도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

10 : 기판 22 : 제 1 고정부

24, 32, 38 : 가스켓 26 : 펌프 포트

28 : 제 2 고정부 30 : 제 1 공동

34 : 투명 윈도우 40 : 제 2 공동

44, 46 : 진공 펌프 50 : 방사 에너지

100 : 가요성 도너 요소 200 : 이송 스테이션 장치

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 발광 장치(OLED: organic light-emitting devices)로도 공지된 유기 전장발광(EL) 장치에 관한 것으

로서, 특히 그러한 장치에서 유기 층의 형성을 용이하게 하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

적색, 녹색 및 청색 컬러 화소(보통 RGB 화소라 칭함) 등의 컬러 화소의 열을 갖는 컬러 또는 순색(full color) 유기 전

장발광(EL) 디스플레이에 있어서, RGB 화소를 생성하기 위해서 컬러 생성 유기 EL 매체가 필요하다. 기본 EL 장치

는 보통 양극, 음극 및 양극과 음극 사이에 끼워진 유기 EL 매체를 구비한다. 유기 EL 매체는 유기 박막의 하나 이상

의 층으로 구성될 수도 있고, 그 층 중 하나는 주로 발광 또는 전장발광을 발생시킨다. 이러한 특정한 층은 통상 유기 

EL 매체의 방사 층이라 칭한다. 유기 EL 매체 내에 존재하는 다른 유기 층은 주로 전자 반송 기능을 제공할 수도 있고

, 그리고 (구멍 반송을 위한) 구멍 반송 층(hole transport layer) 또는 (전자 반송을 위한) 전자 반송 층이라 칭한다. 

순색 유기 EL 디스플레이 패널에 RGB 화소를 형성하는데 있어서는, 유기 EL 매체의 방사 층 또는 전체의 유기 EL 

매체를 정밀하게 패턴화 하는 장치를 고안할 필요가 있다.

통상적으로, 전장발광 화소는 미국 특허 제 5,742,129 호에 도시된 바와 같이 새도우 마스킹(shadow masking) 기법

에 의해 디스플레이상에 형성된다. 이것은 효과적이기는 하지만, 몇가지 단점을 갖는다. 새도우 마스킹을 이용하여 고

해상도의 화소를 달성하기는 어렵다. 또한, 기판과 새도우 마스크 사이에 정렬의 문제점이 있고, 화소가 적절한 위치

에 형성되도록 주의해야 한다. 기판의 크기를 증가시키는 것이 바람직한 경우, 새도우 마스크를 조작하여 적절히 배

치된 화소를 형성하기가 어렵다. 새도우 마스크법의 추가의 단점은 마스크 구멍이 시간이 지남에 따라 막히게 될 수 

있다는 것이다. 마스크 구멍의 막힘은 EL 디스플레이상의 비 기능 화소의 바람직하지 않은 결과로 이어진다.

새도우 마스크법에는 일 측면이 몇 인치 이상의 치수를 갖는 EL 장치를 제조하는 경우 특히 명확해지는 추가의 문제

점이 존재한다. EL 장치를 정확하게 형성하기 위해 필요한 정밀도(±5 마이크로미터의 구멍 위치)로 큰 새도우마스

크를 제조하는 것은 극히 어렵다.

고해상도의 유기 EL 디스플레이를 패턴화하는 방법은 그랜드(Grande) 등의 미국 특허 제 5,851,709 호에 개시되어 

있다. 이 방법은 1) 대향된 제 1 면 및 제 2 면을 갖는 기판을 제공하는 단계와, 2) 기판의 제 1 면 위에 투광성 단열층
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을 형성하는 단계와, 3) 단열층 위에 광 흡수층을 형성하는 단계와, 4) 제 2 면으로부터 단열 층까지 연장된 개구의 열

을 기판에 제공하는 단계와, 5) 광 흡수층상에 형성된 전달 가능한 컬러 형성 유기 도너 층(organic donor layer)을 

제공하는 단계와, 6) 기판의 구멍과 장치의 대응 컬러 화소 사이에 배향 관계로 도너 기판과 디스플레이 기판을 정밀

하게 정렬하는 단계와, 7) 개구 위의 광 흡수 층에 충분한 열을 생성하여 도너 기판상의 유기 층을 디스플레이 기판으

로 전달하는 방사선원(radiation source)을 이용하는 단계로 이루어져 있다.

변형예로, 비 패턴화된 도너 시트와 레이저 등의 정밀한 열원을 이용하여 도너 시트로부터 기판까지 유기 재료를 이

송하는 방법이 개시되어 있다. 워크(Wolk) 등의 일련의 특허(미국 특허 제 6,114,088 호, 제 6,140,009 호, 제 6,214,

520 호, 및 제 6,221,553 호)는 도너의 선택된 부분을 레이저 광선으로 가열함으로써 EL 장치의 발광 층을 도너 시트

로부터 기판까지 이송할 수 있는 방법을 개시하고 있다.

공통 양도된 미국 특허 제 5,937,272 호에서, 탕(Tang)은 EL 재료의 증착에 의해 다색 화소(예컨대, 적색, 녹색 및 청

색 하위 화소)를 박막 트랜지스터(TFT) 어레이 기판상에 패턴화 하는 방법을 개시하고 있다. 그러한 EL 재료는 지지

체상의 도너 피복 또는 구멍 마스크를 사용하여 선택된 패턴으로 기판에 부착되거나(전술한 미국 특허 제 5,937,272 

호의 도 1 참조), 또는 도너 층에 통합될 수도 있다(전술한 미국 특허 제 5,937,272 호의 도 4, 5, 6 참조).

EL 재료의 이송은 도너와 기판 사이의 감압 환경에서 실행되어 도너로부터의 재료의 균일한 이송을 보장하고 그리고

이송된 재료의 오염을 최소화하는 것이 바람직하다. 또한, 이송된 재료의 구역 및 위치를 규정하는데 있어서 해상도를

최대화하기 위해서, 도너 층 및 기판(분리되는 경우에는 구멍)은 아주 근접하게 유지되어야 한다. 일예로서, 상술한 

탕의 특허는 기판 표면에 근접하거나 기판상에 유지된 구멍 또는 도너 층을 개시하고 있다.

저압 이송 환경 요건과 고해상도 이송 요건의 양자를 충족해야 하는 경우 어려움이 발생한다.

탕의 특허의 경우에, 감압은 도너와 기판 양자를 동일한 진공실 내에 설치하는 것에 의해 달성된다. 이 방법으로는 도

너와 기판 사이의 공간에 감압을 달성하는 것은 용이하지만, 방법의 요건에 긴밀하게 연관되도록 유지하기는 어렵다.

도너와 기판 사이에 진공을 도입함으로써 도너를 기판에 유지하는 방법은 진공실에 사용될 수 없으므로, 다른 방법을

고려해야 한다.

공통 양도된 아이스버그(Isberg) 등의 유럽 특허 출원 제 1 028 001 A1 호는 도너와 기판 사이에 점착 촉진 층의 추

가의 사용을 개시하고 있다. 이것은 탕의 특어에 필요한 긴밀한 접촉을 촉진시키지만, 점착 촉진 층은 접착제 형태의 

불순물을 도입할 수 있으므로 불리할 것이다.

수동 판에 의해 가해지는 것과 같은 기계적 압력을 사용할 수 있지만, 이것은 필요한 마이크로미터 오차에 대해 전체

의 표면에 걸쳐 균일하게 유지하기는 어렵다. 공기나 다른 유체로부터의 압력은 양호하게 작용하지만, 진공 실의 상

태를 방해받지 않게 유지할 필요가 있기 때문에 그러한 압력의 사용은 어렵다.

공통 양도된 2001년 12월 21일자 필립스(Philips) 등이 출원한 미국 특허 출원 제 10/021,410 호는 이 문제를 다루

기 위한 장치 및 방법을 제공한다. 이 특허 출원은 진공 실내에서 도너와 기판의 양자에 예비 부하가 가해질 때 도너와

기판사이에 균일하고 긴밀한 접촉을 제공하는 장치 및 방법을 개시하고 있다.

그러나, 제조의 용이함을 위해, 도너와 기판을 대기압 상태에서 취급하고 그리고 실제의 이송 과정 중에만 필요한 감

압 상태를 제공하는 것이 종종 바람직하다. 이 경우에, 도너 및 기판을 사용하여 진공실의 일부분을 형성하는 진공 억

제 법이 자주 사용된다. 이 진공실이 비워지는 경우, 진공실 외부의 대기압이 도너 및 기판을 함께 밀어낸다. 그러나, 

이러한 상황에서, 실제로 낮은 이송 압력의 이송 환경을 달성하는데 있어서 어려움이 발생한다. 압력이 감소되기 시

작함에 따라, 도너 및 기판은 함께 긴밀하게 압축되어 그들 사이의 간격의 추가의 펌프작용에 대한 시일을 형성한다. 

간격 내의 압력은 높고 예측 불가능한 상태로 유지되며, 고품질의 EL 재료 이송에 부적합할 수도 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 유기 재료를 도너로부터 기판으로 이송하는 향상된 방법을 제공하는 것이다. 이 목적은, 유

기 재료를 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 이송하여 하나 이상의 OLED 장치를 제조하는데 있어서 유기 재료의 

층을 형성하는 방법을 제공하는 것에 의해 달성되는 바, 상기 방법은,

(a) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 공동 및 제 2 공동으로 분할하도록 이송 스테이션에 의해 규정된 대기압하에서 

챔버 내에 이격된 관계로 가요성 도너 요소 및 기판을 제공하는 단계와,
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(b) 제 1 공동과 제 2 공동 사이의 압력 차이를 변화시켜 가요성 도너 요소를 기판과 접촉하는 관계로 이동시키는 단

계와,

(c) 제 1 공동의 상부면을 규정하는 투명 윈도우를 제공하는 단계와,

(d) 투명 윈도우를 통해 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 가요성 요소가 열을 흡수하

고 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하 는 단계를 포함한다.

본 발명의 다른 목적은 본 발명의 방법의 적용을 용이하게 하는 장치를 제공하는 것이다.

이러한 방법의 이점은 도너 및 기판을 거의 대기압 상태로 처리하는 것이 가능하다는 것이다. 그것은 실제의 이송 과

정 중에 감압을 제공하고, 도너와 기판 사이에 작은 간격을 제공하여 이송된 패턴의 해상도를 향상시키고, 그리고 높

은 처리량으로 이송 공정을 달성할 수 있다. 이 방법의 추가의 이점은 방사선원과 도너 사이에 방해되지 않는 광로(op

tical path)를 제공한다는 것이다.

발명의 구성 및 작용

도 1을 참조하면, 본 발명에 따라 유기 재료 이송에 사용되는 가요성 도너 요소(100)의 단면도가 도시되어 있다. 그것

은 가요성 중합 시트일 수 있는 지지체(12)를 포함한다. 지지체(12)의 한 표면상에는 방사선 흡수재(14)가 피복되고, 

그 위에는 유기 재료(16)가 피복되어 있다. 이러한 피복며는 이송면(18)을 형성하며, 지지체(12)의 다른 표면은 비 이

송면(20)을 형성한다. 방사선 흡수재(14)는 스펙트럼의 소정 부분의 방사선을 흡수하고 열을 발생시키는 것이 가능하

다. 방사선 흡수재(14)는 미국 특허 제 5,578,416 호에 명시된 염료와 같은 염료나, 탄소와 같은 안료, 또는 니켈, 크

롬, 티탄 등의 금속일 수 있거나, 단층 또는 다층 구조체의 재료의 조합을 포함할 수 있다. 유기 재료(16)는 구멍 주입 

재료, 구멍 반송 재료, 전자 운송 재료, 방사 재료, 호스트 재료(host material) 또는 이들 재 료의 조합일 수 있다.

도 2는 본 발명에 사용될 수 있는 이송 스테이션 장치(200)의 개략적 단면도이다. 제 1 고정부(22)는 강성재로 제조

된다. 그것은 가요성 도너 요소(100) 및 기판(10)에 대해 기계적 지지를 제공한다. 제 1 고정부(22)는 가스켓(24) 및 

진공 펌프(46)에 연결된 펌프 포트(26)를 구비하며, 가스켓은 그에 맞게 기계 가공된 홈 안에 끼워맞춤되어, 가요성 

도너 요소(100)에 대해 가압될 때 가요성 도너 요소와 함께 기밀 시일을 제공할 수 있다. 역시 강성재로 제조된 제 2 

고정부(28)는 각각 그에 맞게 기계가공된 홈 안에 끼워맞춤되는 가스켓(32, 38)과, 진공 펌프(44)에 연결된 펌프 포

트(36)를 구비한다. 고정부(22, 28)는 챔버(48)를 규정한다. 진공 챔버(44, 46)는 개별적으로 제어되는 밸브(도시 안

됨)를 통해 펌프 포트(26, 36)에 접속되는 하나의 단일 펌프일 수 있다. 투명 윈도우(34)는 유기 재료를 가요성 도너 

요소(100)로부터 기판(10)으로 이송하기 위해 사용되는 방사 에너지를 투과시키는 강판이다. 투명 윈도우(34)는 제 2

고정부(28)에 대해 유지되고 그리고 가스켓(32)에 대해 가압되어 제 2 고정부(28)와 함께 기밀 시일을 형성하는 수단

(도시 안됨)을 구비한다.

가요성 도너 요소(100)는 제 1 고정부(22)와 제 2 고정부(28) 사이에 설치되고, 그리고 가요성 도너 요소(100)와 제 

1 고정부(22) 사이에 또한 가요성 도너 요소(100)와 제 2 고정부(28) 사이에 기밀 시일을 형성하는 수단(도시 안됨)

과 함께 유지된다. 가요성 도너 요소(100) 및 제 1 고정부(22)는 제 1 공동(30)을 형성하고, 가요성 도너 요소(100)와

제 2 고정부(28)와 투명 윈도우(34)는 제 2 공동(40) 을 형성한다. 기판(10)은 도면에 도시되지 않은 수단에 의해 제 

1 공동(30) 내의 제 1 고정부(22)에 장착되고, 가요성 도너 요소(100)로부터 기판(10)으로의 유기 재료의 이송을 허

용하는 관계로 가요성 도너 요소(100)의 이송면(18)을 향해 배치된다.

가요성 도너 요소(100)와 기판(10) 사이의 틈새는 유기 재료의 적절한 이송에 필요한 감압을 신속히 달성할 수 있는 

것을 보장하도록 펌핑하는 것을 용이하게 할 정도로 크게 유지된다.

도 2는 고정부(22 또는 28)가 소정 위치로 이동한 이송 스테이션(200)의 펌프 다운 형상을 도시한 것으로서, 여기서 

가요성 도너 요소(100) 및 기판(10)은 적절히 탑재되고, 공동(30, 40)이 형성되며, 양측 공동의 소개가 시작되었다. 

제 1 공동(30)은 소망의 이송 압력을 달성하도록 소개된다. 제 2 공동(40)은 가요성 도너 요소(100)와 기판(10) 사이

의 틈새가 크게 유지되는 것을 보장하기 위해 2개의 챔버 사이에 작은 압력차를 유지하여 가요성 도너 요소(100)의 

왜곡을 최소화하도록 소개된다. 가요성 도너 요소(100)가 적절한 이송 압력을 달성하기 전에 기판(10)에 대해 가압되

는 경우, 그들 사이의 간격은 감소되며 적절한 이송 압력을 달성하기 위한 시간이 감소될 것이다. 이것은 매우 바람직

하지 않다.

도 3은 이송 스테이션 장치(200)의 이송 형상을 도시하고 있다. 소망의 이송 압력을 달성한 후에, 제 2 공동(40) 내의

압력은 증가한다. 증가된 압력은 가요성 도너 요소(100)를 기판(10)과 접촉 관계로 가압한다. '접촉 관계'라는 용어는

가요성 도너 요소(100)가 기판(10) 또는 기판(10)상의 스페이서에 결합하는 것 을 의미한다. 변형예로, 비드(bead) 
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등의 스페이서 요소가 가요성 도너 요소(100)상에 형성될 수 있다. 이송을 위한 실제의 틈새 간격은 기판(10) 또는 가

요성 도너 요소(100)상의 절연체(standoff)의 높이에 의해 결정될 수 있다. 작은 틈새 간격은 고해상도의 이송 공정을

달성하는데 필요하다. 투명 윈도우(34)를 통해 방사 에너지(50)가 가해지고, 이 방사 에너지는 방사 흡수층(14)에 의

해 흡수되어 가요성 도너 요소(100)로부터 기판(10)으로의 유기 재료의 이송을 유발한다.

제 2 공동(40) 내의 압력 증가는 챔버에 대기로의 배출구를 형성하는 것에 의해 달성될 수 있거나, 또는 가압된 용기

로부터 가스를 도입하는 것에 의해 달성될 수 있다. 이송 공정이 완료되면, 제 1 공동(30) 및 제 2 공동(40)의 양자는 

배기될 수 있고, 제 1 공동(30)과 제 2 공동(40) 사이의 압력 균형이 다시 달성되며, 가요성 도너 요소(100)는 본질적

으로 최초의 평탄한 상태로 복원된다. 그 다음, 제 1 고정부(22) 및 제 2 고정부(28)는 사용된 가요성 도너 요소(100) 

및 기판(10)을 제거하도록 분리될 수 있다. 그 다음, 새로운 도너 및 기판 부분이 탑재되어 공정을 반복할 수 있다. 방

사 에너지(50)가 투명 창(34)을 통해 가해진다는 점이 주목할만하다. 공동(40)은 소개되어야 하므로, 투명 윈도우(34

)는 공동 외측으로부터의 대기압에 견딜 필요가 있다. 투명 윈도우(34)는 강해야 하며, 그것의 두께는 두꺼워야 한다. 

이송될 기판의 면적이 넓을수록, 투명 창(34)은 두꺼워야 한다. 두꺼운 투명 창(34)은 방사선원(52)과 가요성 도너 요

소(100) 사이의 작동 거리를 증가시키는데, 이것은 어떤 방사선원에 의해서는 달성하기가 어려울 수 있다. 집중 스캐

닝 비임 공급원이 사용되는 경우, 두꺼운 투명 윈도우(34)는 방사 에너지 빔의 가능한 수차(aberration)로 인해 집중 

및 스캐닝을 어렵게 할 것이다. 또한, 크고 두꺼운 투명 요소(34)를 용인할 수 있는 정도로 광학적으로 완벽하게 제조

하는 것은 어렵다.

도 4는 본 발명에 따라 설계된 다른 실시예를 나타내는 이송 장치(300)를 도시한다. 그것은 큰 기판이 사용되는 경우

에 특히 적절하다. 이송 스테이션 장치(300)는 펌프 다운 형상으로 도시되어 있다. 이 이송 스테이션 장치(300)의 작

동은, 투명 윈도우(34)가 가동 도어(42)로 대체된 것을 제외하고는 상술한 것과 본질적으로 동일하다. 도 5는 이송 형

상에서의 이러한 이송 스테이션 장치(300)를 도시한 것이다. 제 1 공동(30)에서 이송 압력이 달성된 후에, 그리고 제 

2 공동(40)이 대기중에 배기된 후에, 도어(42)가 개방되어 가요성 도너 요소(100)를 방사 에너지원(52)에 노출시킨

다. 이것은, 방사 에너지 빔(50)이 가요성 도너 요소(100)에 방해받지 않고 접근하는 것을 가능하게 한다. 방사 에너

지원(52)과 가요성 도너 요소(100) 사이의 작동 거리는 감소될 수 있고, 더 이상의 수차 문제는 존재하지 않는다. 이

송 공정이 완료된 후에, 제 1 공동(30)은 제 1 고정부(22)와 제 2 고정부(28)의 분리와 사용된 가요성 도너 요소(100)

와 기판(10)의 제거를 허용하도록 배기될 수 있다. 그 다음, 도어(42)가 제 2 고정부(28)에 다시 폐쇄되어 상술한 과

정을 반복할 수 있다. 이 실시예에서, 도어(42)는 방사 에너지를 투과시킬 필요는 없고, 이것은 단순히 장치의 구조를 

간단하게 할 수 있다.

발명의 효과

본 발명은 도너 및 기판을 거의 대기압 상태로 처리하는 것이 가능하므로, 실제의 이송 과정 중에 감압을 제공하고, 

도너와 기판 사이에 작은 간격을 제공하여 이송된 패턴의 해상도를 향상시키고, 그리고 높은 처리량으로 이송 공정을

달성할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을

형성하는 방법에 있어서,

(a) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 공동 및 제 2 공동으로 분할하도록 가요성 도너 요소와 기판을 이송 스테이션에 

의해 규정되는 대기압 상태의 챔버 내에 이격된 관계로 제공하는 단계와,

(b) 제 1 공동과 제 2 공동 사이의 압력 차를 변화시켜 가요성 도너 요소를 기판과 접촉 관계로 이동시키는 단계와,

(c) 제 1 공동의 상부면을 규정하는 투명 윈도우를 제공하는 단계와,

(d) 투명 윈도우를 통해 기판과 접촉 상태에 있는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 가요성 도너 요소가 

열을 흡수하고 그리고 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 단계를 포함하는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,
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상기 제 1 공동과 상기 제 2 공동 사이의 상대 압력을 변화시켜 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 상태로부터 이동시

키고 그리고 기판 및 가요성 도너 요소를 챔버로부터 이동시키는 단계를 더 포함하는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 3.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 유기 재료를 이송하는 방법에 있어서,

(a) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 공동 및 제 2 공동으로 분할하도록 이송 스테이션에 의해 규정되는 대기압 상태

의 챔버와 이격된 관계로 가요성 도너 요소 및 기판을 제공하는 단계와,

(b) 상기 제 1 공동 및 상기 제 2 공동 내의 압력을 감소시킴과 동시에 상기 공동 사이에 작은 압력 차를 유지하여 상

기 가요성 도너 요소의 왜곡을 감소시키는 단계와,

(c) 상기 제 2 공동 내의 압력을 증가시켜 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키는 단계와,

(d) 상기 제 2 공동의 상부면을 규정하는 투명 윈도우를 제공하는 단계와,

(e) 상기 투명 윈도우를 통해 기판과 접촉한 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 가요성 도너 요소가 열을 

흡수하고 그리고 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 단계를 포함하는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 4.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을

형성하는 방법에 있어서,

(a) 제 1 고정부 및 제 2 고정부를 제공하고 상기 제 1 및 제 2 고정부를 결 합하도록 이동시켜 챔버를 갖는 이송 스테

이션을 형성하는 단계와,

(b) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 공동 및 제 2 공동으로 분할하도록 가요성 도너 요소 및 기판을 대기압 상태의 챔

버 내에 이격된 관계로 제공하는 단계와,

(c) 상기 가요성 도너 요소의 왜곡을 방지하면서 상기 제 1 및 제 2 공동 내의 압력을 감소시키는 단계와,

(d) 상기 제 2 공동 내의 압력을 증가시켜 상기 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키는 단계와,

(e) 상기 제 2 공동 내에 상기 제 2 공동의 상부면을 규정하는 투명 윈도우를 제공하는 단계와,

(f) 상기 투명 윈도우를 통해 상기 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 상기 가요성 도너 

요소가 열을 흡수하고 또 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 단계를 포함하는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 5.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상에 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을 

형성하는 방법에 있어서,

(a) 제 1 및 제 2 고정부를 제공하고 상기 제 1 및 제 2 고정부를 결합하도록 이동시켜 챔버를 갖는 이송 스테이션을 

형성하는 단계로서, 상기 제 2 고정부는 도어 요소를 구비하며, 상기 도어 요소는 챔버의 일부분을 한정하고 그리고 

폐쇄 위치로부터 개방된 방사 수용 위치로 이동 가능한, 제 1 및 제 2 고정부의 이동단계와,

(b) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 및 제 2 공동으로 분할하도록 대기압 상태의 챔버 내에 이격된 관계로 가요성 도

너 요소와 기판을 제공하는 단계와,

(c) 상기 가요성 도너 요소의 왜곡을 방지하면서 제 1 및 제 2 공동내의 압력을 감소시키는 단계와,
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(d) 상기 제 2 공동 내의 압력을 증가시켜 상기 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키고 그리고 도오 요

소를 개방된 방사 수용 위치로 이동시키는 단계를 포함하는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 방사 에너지는 레이저광에 의해 제공되고, 상기 레이저광은 기판으로의 유기 재료의 적절한 이동을 발생시킬 패

턴으로 스캐닝되는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 유기 재료는 구멍 주입 재료, 구멍 반송 재료, 전자 반송 재료, 방사 재료 또는 그의 조합을 포함하는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 8.
제 1 항에 있어서,

상기 유기 재료는 적어도 2개의 성분을 포함하며, 그 중 하는 호스트 재료인

유기 재료의 이송 방법.

청구항 9.
제 1 항에 있어서,

상기 방사선 흡수재는 유기 재료의 패턴화된 이송을 유발하도록 선택된 패턴화된 층의 형태로 되어 있는

유기 재료의 이송 방법.

청구항 10.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판으로 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을 

형성하는 방법에 있어서,

(a) 대기압 상태의 챔버를 구비한 이송 스테이션과,

(b) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 및 제 2 공동으로 분할하도록 챔버 내에 이격된 관계로 가요성 도너 요소 및 기판

을 제공하는 수단과,

(c) 2개의 공동 사이에 압력차를 형성하여 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키는 수단과,

(d) 상기 제 2 공동의 상부면을 형성하는 투명 윈도우와,

(e) 투명 윈도우를 통해서 상기 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 가요성 도너 요소가 

열을 흡수하고 또 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 수단을 포함하는

유기 재료 이송 장치.

청구항 11.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을

형성하는 장치에 있어서,

(a) 대기압 상태의 챔버를 구비한 이송 스테이션과,
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(b) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 및 제 2 공동으로 분할하도록 가요성 도너 요소 및 기판을 이격된 관계로 제공하

는 수단과,

(c) 상기 공동 사이에 적은 압력차를 유지하면서 제 1 공동과 제 2 공동 내의 압력을 감소시켜 가요성 도너 요소의 왜

곡을 최소화하는 수단과,

(d) 상기 제 2 공동 내의 압력을 증가시켜 상기 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키는 수단과,

(e) 상기 제 2 공동의 상부면을 형성하는 투명 윈도우와,

(f) 상기 투명 윈도우를 통해서 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 가요성 도너 요소가 

열을 흡수하고 그리고 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 수단을 포함하는

유기 재료 이송 장치.

청구항 12.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을

형성하는 장치에 있어서,

(a) 제 1 및 제 2 고정부와 상기 제 1 및 제 2 고정부를 결합하도록 이동시켜 대기압 상태의 챔버를 갖는 이송 스테이

션을 형성하는 수단과,

(b) 상기 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 및 제 2 공동으로 분할하도록 챔버 내에 이격된 관계로 가요성 도너 요소 및

챔버를 제공하는 수단과,

(c) 상기 가요성 도너 요소의 왜곡을 최소화하면서 제 1 및 제 2 공동 내의 압력을 감소시키는 수단과,

(d) 상기 제 2 공동 내의 압력을 증가시켜 상기 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키는 수단과,

(e) 상기 제 2 공동의 상부면을 형성하는 상기 제 2 고정부 내의 투명 윈도우와,

(f) 투명 윈도우를 통해서 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여 상기 가요성 도너 요소가 

열을 흡수하고 그리고 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 수단을 포함하는

유기 재료 이송 장치.

청구항 13.
하나 이상의 유기 발광 장치의 제조시에 가요성 도너 요소로부터 기판상으로 유기 재료를 이송하여 유기 재료의 층을

형성하는 장치에 있어서,

(a) 제 1 및 제 2 고정부와, 상기 제 1 및 제 2 고정부를 결합하도록 이동시켜 챔버를 갖는 이송 스테이션을 형성하는 

수단으로서, 상기 제 2 고정부는 도어 요소를 구비하며, 상기 도어 요소는 챔버의 일부분을 형성하고 그리고 폐쇄 위

치로 부터 개방된 방사선 흡수 위치로 이동 가능한, 제 1 및 제 2 고정부 이동 수단과,

(b) 가요성 도너 요소가 챔버를 제 1 및 제 2 공동으로 분할하도록 대기압 상태의 챔버 내에 이격된 관계로 가요성 도

너 요소 및 기판을 제공하는 수단과,

(c) 상기 가요성 도너 요소의 왜곡을 최소화하면서 상기 제 1 및 제 2 공동 내의 압력을 감소시키는 수단과,

(d) 상기 제 2 공동 내의 압력을 증가시켜 상기 가요성 도너 요소를 기판과의 접촉 관계로 이동시키고 그리고 도어 요

소를 개방된 방사선 수용 위치로 이동시키는 수단과,

(e) 제 2 고정부내의 개방된 방사선 수용 위치를 통해 기판과 접촉하는 가요성 도너 요소상에 방사 에너지를 공급하여

가요성 도너 요소가 열을 흡수하고 그리고 유기 재료를 기판상으로 이송하도록 하는 수단을 포함하는

유기 재료 이송 장치.



공개특허 특2003-0051379

- 9 -

도면

도면1

도면2

도면3



공개특허 특2003-0051379

- 10 -

도면4

도면5



专利名称(译) 用于输送有机材料的方法和设备

公开(公告)号 KR1020030051379A 公开(公告)日 2003-06-25

申请号 KR1020020080997 申请日 2002-12-18

[标]申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

申请(专利权)人(译) 柯达公司针

当前申请(专利权)人(译) 柯达公司针

[标]发明人 TYAN YUAN SHENG
타이언유안쉥
FARRUGGIA GIUSEPPE
파루기아기우세페
VAZAN FRIDRICH
바잔프리드릭
CUSHMAN THOMASRICHARD
쿠쉬만토마스리차드

发明人 타이언유안 쉥
파루기아기우세페
바잔프리드릭
쿠쉬만토마스리차드

IPC分类号 H01L51/40 H01L51/50 H05B33/10

CPC分类号 H01L51/5012 H01L51/001 H01L51/0013 Y10T156/1705

代理人(译) KIM, CHANG SE
张居正，KU SEONG

优先权 10/025362 2001-12-19 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在制造一个或多个有机发光（OLED）器件以形成有机材料层时将有机材
料从柔性供体元件转移到基板上的方法是这样的：柔性供体元件将腔室
分成第一和第二腔体在由转移站限定的大气压室中以间隔开的关系提供
柔性供体元件和基板;改变第一和第二腔中的压差以改变柔性供体元件与
基板的接触提供限定第二腔的顶表面的透明窗口;以及通过透明窗口在与
基板接触的柔性供体元件上施加辐射能量，使得柔性供体元件吸收热量
并将有机材料输送到基板上。 2

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2002d54b-e85a-4e6b-8b0e-4b7f403c3d78
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/021825584/publication/KR20030051379A?q=KR20030051379A

